
小型高性能手動マスクアライナー

Easy Operation Mask Aligner

EA100



装置特徴

p DeepUV 200Wランプ搭載

p 4つの露光モード

p ボールコンタクト対応フローティング球面式自動平行調整

p ２視野観察マニュアルアライメント

p 特注ホルダーのカスタマイズ製

上記機能により、作業者習熟度に依らない、

安定した露光を実現いたします。



DeepUV ランプによる高精度露光

p DeepUV 200Wランプ搭載（230
～350nmの深紫外域）
n 約10ｍＷ／ｃ㎡ at 254nm

約20ｍＷ／ｃ㎡ at 365nm

p 照度分布 ±5％以内

p 波長選択フィルター
n 任意の波長の光を取り出し可能

p 平行度 半角1.5゜、両角3°以
内（有効照射径内にて）



多彩な露光モード
p ソフトコンタクト露光

n 加圧力≒０でのコンタクト露光

p 指定圧コンタクト露光
n 指定加圧力（N）でのコンタクト露

光

p ハードコンタクト 露光
n 試料吹上によるコンタクト露光

p バキュームコンタクト露光
n マスクと試料による閉空間の減

圧コンタクト

p プロキシミティ露光
n 指定ギャップ量によるプロキシミ

ティ露光



ボールコンタクト対応フローティ
ング球面式自動平行調整

p 自動平行調整

p 球面摺動式角度調整機構

p ボール介在コンタクト



２視野観察マニュアルアライメント
p 双対物CCDカメラ顕微鏡&モ

ニタ観察式

p 15インチ時 約180倍 モニタサ
イズによる

p 焦点深度 100μm以上

p 小型基板（最小8mm）対応の
特殊顕微鏡に変更可能


